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はじめに 

我々は，圧電素子であるポリフッ化ビニリデ

ン（PVDF）フィルムを用いた各種センサを開

発している。PVDF膜をベースとした高感度セ

ンサを作製するためには、厚さ数百μm程度の

自発分極を有するβ型の PVDF フィルムを得

る必要がある。これまで，β型 PVDFフィルム

の作製には，フィルムを延伸して強電界で分極

処理するなど様々な工程を踏む必要があった。

また，基板上でβ型の PVDF薄膜を得る報告も

あるが，十分な膜厚が得られないためセンサと

して使用することができなかった。我々は，極

性溶媒を用いて簡便な手法でβ型 PVDF フィ

ルムを作製し，この PVDF膜にパラジウムを積

層することにより高感度水素ガスセンサの開

発に成功している[1]。今回われわれは、この

PVDF膜を用いて、膜中に電極となる金属細線

を包埋した新しい圧力センサを開発したので

報告する。 

圧電式センサの構造 

図 1 に圧電式圧力センサの概略図を示す。 

PVDFフィルムの中に金属（Ag）細線を包埋し

た構造を有する。圧力刺激を加えることにより

PVDF薄膜が歪み，膜の容量が変化する。この

容量変化を１対の細線から電圧信号として出

力することにより圧力を検知する。本センサは，

基板を用いていないためにフレキシブルであ

り、様々な形状の表面に接着でき、また、ウェ

アラブルセンサとしても活用できる。 

作製方法 

極性溶媒であるヘキサメチルリン酸トリア

ミド（HMPA）に PVDF粉末を溶解して PVDF

溶液を作製する。次に Ag金属細線（50m径）

を数本等間隔に宙に浮かした状態で張り、その

上に PVDF 溶液を滴下し、溶液を約 80℃で乾

燥後，純水に浸して余分な溶媒を取り除いて、

Fig. 1に示した構造のセンサを作製した。圧力

信号は１対の細線間から取り出した。 

特性測定結果 

Fig.2 にセンサの表面を先端の尖ったテフロ

ン製の棒でタッピングしたときの出力電圧を

示す。加えた圧力は 1kPa 以下であり、明瞭に

圧力変化が検知できた。 
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Fig. 1. Schematic diagram of flexible pressure 
sensor with piezoelectric PVDF film 
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Fig. 2. Typical response of the PVDF sensor 
for collision stimuli (tapping stimuli). 
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